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【はじめに】ダイヤモンドライクカーボン(DLC)は他の物質を添加することにより、表面の摩擦

係数・トライボロジー特性、酸バリヤ性やガスバリヤ性など様々な性質を制御することが知ら

れている。本研究では、ドーパントとして Siと Tiをえらび同時スパッタ法により Si-DLC、お

よび Ti-DLCの sp3/sp2、膜密度、弾性率、トライボロジー等の解析を行った。	
 

【実験方法】本研究では、DCカソードに Cターゲットを、RFカソードに Siあるいは Tiメタ

ルターゲットを用いたコ・スパッタ法により、Si-DLCと Ti-DLC薄膜を作製した。基板には無

加熱のアルカリフリーガラス、スパッタガスには Ar、Ar + H2 (3 %)を用い、全圧は 1.5 Paとし

た。DCカソードと RFカソードのスパッタパワー比を制御することで Si、及び Tiの含有量を

10 at.%以下から 20 at.%に変化させた。得られた試料の構造評価はラマン分光、組成比と化学結

合状態は X線光電子分光、密度測定は X線反射率測定、そして弾性率測定にはナノインデンテ

ーション法を用いた。また、トライボロジーの特性はボールオンディスク試験で解析した。	
 

【実験結果】XPSによって解析した Si-DLC、Ti-DLC膜の sp3/sp2比を Fig.1に示す。Siドープの

場合はドープ量の増加に伴い sp3/sp2比は減少したが、Tiドープの場合は増加した。Fig.2にノン

ドープ DLC、Si-DLC、Ti-DLC膜に関して密度と弾性率の相関関数を示す。これらの物性値に

は正の相互関係があることが判明した。 

 
	
 	
  	
 Fig.1 ドーパント含有量−sp3/sp2                     Fig.2 密度−弾性率 
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